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１．概要（Summary） 
Volume binary grating（厚い矩形回折格子: VBG）

は、2種の材質の幅の比（デューティ比）と格子の厚さ: tを
調整してSとP偏光の分光回折効率特性をほぼ一致させ

ることによって、自然偏光に対して高い回折効率と広い波

長帯域幅を達成できる。MEMS 技術を利用して VBG を

試作して 30 m 望遠鏡（TMT）の観測装置用の回折格子

としての性能を評価する。 
２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
電子ビーム描画装置、マスクレス露光装置、マスクアライ

ナ装置、非接触３次元表面形状・粗さ測定機。 
・実験方法 

昨年度に引き続きサイズ 20×20 [mm] の格子周期Λ= 
20 μm の VBG を試作して光学的な評価を行った。 
さらに、L&S=4:1 [μm], t=10 μm 程度の VBG を試作

するために、UV レジスト上に電子ビームレジストを用いて

アルミのマスクを描画する実験を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は L&S=8 : 12 [μm], t=50 μm のフォトレジスト

VBG の回折像である。可視光線においても実用的な格

子周期精度であることが分かった。 
電子ビーム（EB）レジストはパターンが微細になると現

像時間を長くして超音波振動（US）を与える必要があるが、

一方で US によってアルミ膜から剥がれるという問題があ 

 

 
 

Fig.1 Diffraction images of volume binary grating of 
photoresist with L&S=8:12 [μm], t=50 μm. Incident 
beam angle: 0 (upper panel), small (middle panel), large 
(lower panel). 

り、アルミ膜との密着性の向上と EB 描画後の加熱（ポスト

ベーク: PB）温度や US の強度と時間等の最適条件を見

いだす必要があることが分かった。 
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